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１．概要（Summary） 

本課題の目的は、ナノメートルサイズの周期構造を有

する光学素子「フォトニック結晶（Photonic crystal: 

PhC）ナノ共振器」をナノインプリントリソグラフィーにて作

製するため、①高アスペクト（目標アスペクト比：2 以上）、

②高精度（ばらつき：20 nm以内）の鋳型を作製するため

の電子線描画・エッチング条件を明らかにすることにある。

加えて、作製した鋳型を用いて作製した PhC ナノ共振器

は、ポリマーを基材として用い作製することから、①可視

光にて、②簡便、③高感度に、疾病マーカー分子を検

出・定量可能なバイオセンサへの応用展開を進める。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高精細電子ビームリソグラフィー装置（エリオニクス 

“ELS-100T”） 

RFスパッタ成膜装置（サンユー電子 “SVC-700LRF”） 

 

【実験方法】 

ナノインプリントリソグラフィーを用いて PhC ナノ共振器

を作製するために必要な鋳型は、電子線描画装置を用い

て種々の構造にてパターン描画したシリコン基板へリアク

ティブイオンエッチング装置を用いてエッチングを行うこと

で作製した。また、エッチングとは異なる手法として、パタ

ーン描画した基板へ RF スパッタ成膜装置を用いて金属

層を堆積させることで同様に鋳型作製を試みた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した鋳型の走査型電子顕微鏡像を Fig. 1に示す。

作製した鋳型は、深堀エッチング装置およびリアクティブ

イオンエッチング装置を用いることで、電子線描画装置に

て描画したパターンを反映した形状を有することが明らか

となり、鋳型として十分に利用可能であることが明らかとな

った。加えて、エッチング条件を検討することで、設計した

形状・サイズに近い鋳型を作製することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Scanning electron microscope image of 

mold pattern using electron beam lithography. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

電子線描画装置の使用方法・設備利用についてご指

導いただいた法澤公寛様、近田和美様（大阪大学）に感

謝いたします。 
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